
Věc: Nadlimitní veřejná zakázka „Dodávka a montáž Cryo-FIB-SEM 2021/0077“

Vážený pane Tichý,
K výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce uveřejněné 21.2.2022 si dovolujeme podat žádost                     o upřesnění technické specifikace FIB-SEM a návrh na úpravu níže uvedených parametrů, tak, aby nevylučovaly některého z výrobců požadovaného systému z veřejné zakázky a byla plně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. V úvodní charakteristice požadovaného FIB_SEM systému je uveden požadavek na „elektronovou litografii s rozlišením jednotek nanometrů“. Žádáme o upřesnění, zda se jedná o litografii do fotocitlivého rezistu, nebo o FEBID litografii t.j depozici pomocí elektronového svazku?
Momentálně nabízíme elektronovou litografii pouze pro vyšší řadu FIB-SEM mikroskopů SOLARIS. S tím dále souvisí požadavek na konečnou zaostřovací elektrostatickou čočku, která je u modelů SOLARIS nahrazena trojitou magnetickou čočkou, pro lepší rozlišení.

Vzhledem ke skutečnosti, že kombinace těchto parametrů je specifická pouze pro některé výrobce a vylučuje z veřejné soutěže ostatní účastníky, navrhujeme buďto odstranění požadavku na elektronovou litografii, případně změnu požadavku konečné zaostřovací elektrostatické čočku na požadavek „neimerzního magnetického módu pro pozorování ferromagnetických vzorků se specifikovaným rozlišením“.

[bookmark: _Hlk99364860]Odpověď:

Upřesňujeme požadavek na: „elektronovou litografii do fotocitlivého rezistu s rozlišením jednotek nanometrů“

Netrváme na požadavku na konečnou zaostřovací elektrostatickou čočku. Upravujeme požadavek na: „Mikroskop obsahuje objektiv bez imerzního pole (tj. bez magnetického pole unikajícího vně objektivové čočky) který umožní pozorovat feromagnetické vzorky se specifikovaným rozlišením“

2. [bookmark: _Hlk99364108]V technické specifikaci je uveden požadavek na: “Režim zpomalení paprsku pro SEM zobrazování musí poskytovat předpětí na vzorku nastavitelné min. v rozsahu od +50 V do -4 kV“ 

TESCAN FIB-SEM systémy mají technologii zpomalení elektronového svazku optimalizovanou automaticky a přímo řízenou ovládacím SW v rozsahu od 0 do -5kV.  

Navrhujeme zobecnit zadání nabízené technologie zpomalení elektronového svazku.

Odpověď:
(i) Upřesňujeme požadavek na: „Mikroskop disponuje režimem zpomalení paprsku pro SEM zobrazování předpětím na vzorku nastavitelným manuálně nebo automaticky“

3. V zadání technické specifikace STEM detektoru je uvedený požadavek na “4 soustředné segmenty DF pro získání komplexních informací ze vzorků“ a dále „Jemné ladění směrových signálů pro krystalografický / materiálový kontrast poskytované alespoň 6 sektory                              v zobrazovacím režimu HAADF, vybavený schopností vybrat libovolnou kombinaci sektorů             a součet signálů pro lepší kontrast“.

Dotaz na upřesnění je, zda je nutné, aby soustředné segmenty detektoru pro High Angle Dark Field byly anulární, nebo je možné nabídnout soustředné, tj. neanulární, ale symetrické okolo osy bez vlivu na kontrast? Popisované „Jemné ladění směrových signálů pro krystalografický / materiálový kontrast“ je běžnější pro běžné DF signály, ne pro high angle dark field, pro který je typický čistě materiálový Z kontrast.
TESCAN nabízí segmentovaný STEM detektor se simultánní detekcí 4 signálů ze 3x DF/HADF        a 1x BF segmentů a jejich kombinací umožňujeme až 6 pracovních módů s rozdílným kontrastem, optimalizovaným právě pro maximální orientační a materiálový kontrast. Design popisovaný v technické specifikaci je specifický pro (zastaralý) design jednoho konkrétního výrobce, a žádáme o úpravu technické specifikace STEM detektoru, aby nevylučovala ostatní výrobce z veřejné zakázky.
[bookmark: _Hlk99364851]Odpověď:

Dotaz: „Je nutné, aby soustředné segmenty detektoru pro High Angle Dark Field byly anulární, nebo je možné nabídnout soustředné, tj. neanulární, ale symetrické okolo osy bez vlivu na kontrast?“ 

Odpověď na dotaz: zadavatel souhlasí s možností dodání detektoru s neanulárními, tj. kolem osy symetrickými segmenty, namísto anulárního detektoru za předpokladu, že nedojde k negativnímu ovlivnění kontrastu. Zadavatel bude rovněž akceptovat nabízené řešení až 6 pracovních módů s rozdílnými kontrastem kombinací 4 signálů  3x DF/HADF a 1x BF segmentů.   

4. V zadání technické specifikace zatahovacího detektor zpětně rozptýlených elektronů pro vysoké i nízké vakuum je požadavek na: „Výsuvný detektor zpětně rozptýlených elektronů musí být vybaven alespoň 4 soustřednými prstenci pro získání materiálového nebo topografického kontrastu.“

Dotaz na uvedenou specifikaci je, zda jsou požadovány nutně 4 soustředné prstence nebo stačí obecně 4 segmenty BSE detektoru? Pro získání čistě materiálového / topografického kontrastu se většinou používají neprstencové segmentace na kvadranty. Pro TESCAN FIB-SEM kromě 4-kvadrantového detektoru nabízíme ve standardní výbavě i anulární BSE detektor a axiální BSE detektor, které zajistí dodatečné signály pro odlišení BSE signálů s různým výstupním úhlem. Nabízený LE-BSE/4Q LE-BSE i axialní BSE detektor je schopen snímat obraz při urychlovacím napětí až do 200 eV.

Navrhujeme zobecnění technické specifikace BSE detektoru na „BSE detektor 4 segmenty umožňující získání čistě materiálového / topografického kontrastu“.

Odpověď:

Upřesňujeme požadavek na: „BSE detektor se 4 segmenty umožňující získání materiálového / topografického kontrastu“.

5. V technické specifikaci FIB je požadováno: „Minimální dosažitelný proud FIB musí být 0,6 pA (při 1 kV) nebo méně pro zajištění jemného a přesného odprašování. Detekce sekundárních elektronů musí být dostatečně účinná k zobrazování za těchto podmínek.“
Požadavky na rozsahy proudů jsou na dolní hranici měřitelnosti standardně dodávaným pA-metrem a konkrétní hodnoty dle našeho názoru nemají opodstatnění. Potvrzení těchto specifikací (při instalaci) by vyžadovalo dodatečné náklady na externí měřící techniku. Navrhujeme změnu parametru na 1 pA při 1 kV, případně vyjmutí tohoto parametru z technického zadání, aby požadovaná hodnota nevylučovala ostatní výrobce z veřejné zakázky.

Odpověď:
Upřesňujeme požadavek na: „Minimální dosažitelný proud FIB musí být 1 pA (při 1 kV) nebo méně pro zajištění jemného a přesného odprašování. Detekce sekundárních elektronů musí být dostatečně účinná k zobrazování za těchto podmínek.“

6. U technické specifikace nanomanipulátoru žádáme o upřesnění, zda je požadován nanomanipulátor v cryo verzi.

Odpověď:
Je požadován nanomanipulátor pro práci za běžných teplot




 














